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Esta invencidén se relaciona con nuevos y perfeccio
nados subcomponentes eléctricos y con nuevos y perfecciona
dos métodos y aparatos para su produccidn. Mis especifica-
mente, la invencidn se relaciona con subcomponentes capaci
tivos que emplean dieldctricos polimerizados por descarga
de gases y que tienen utilidad como elementos en capacito-
res, lineas de transmisidn, etec.

La solicitud de patente estadounidense n2. 59%.907
depositada a nombre de Jerome Goodman el 26 de Junio de -
1.956, actualmente patente ne. 2.932,591 y btitulada "Elec~
trodos Revestidos de Dieléctricos", describe un nuevo sub-
componente capacitivo elevadamente compacto y un procedi--
miento para su fabricacidén en el que uno de los electrodos
subcomponentes era dotado de una capa polimerizada por des
carga gaseosa de mabterial dieléctrico de un espesor del or
den de 1,0 micra, y un segundo electrodo se colocaba luego
sobre el dieléctrico. La citada pelicula delgada dieléetri
ca era el producto de la polimerizacidén de uno o mis mond-
Meros vaporosos O gaseosos sobre un electrodo, realizada -
mediante la accibén de una descargs gaseosa que ioninizaba
el monbmero vaporoso o fracciones del mismo ¥ btransportaba
el material ionizado a la superficie del electrodo donde -
tenia lugar la polimerizacibén en delgadas peliculas. Des—-
pués del depbésito de la delgada pelicula sobre la superfi-
cie del electrodo, el electrodo revestido con dieléctrico
era retirado del aparato de polimerizacidén y, en una forma
de componente capacitivo, era dotado de una capa conducto-
ra superpuesta, por metalizacidn.

Los subcomponentes capacitivos producidos de acuer

do con el anterior método tienen una particular ventaja so
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bre otras unidades de andloga configuracidén debido a las -
elevadas relaciones entre capacitancia y vollmen que pro—-
porcionan, al tiempo que mantienen una elevada c¢alidad =~
eléctrica. Sin embargo, son costosos debido a los elevados
costog laborales implicados en el tratamiento por unidad o
carga.

Un objeto dé esta invencién es la provisidn de un
método econdmico y un aparato para producir subcomponentes
capacitivos que utilizan peliculas dieléctricas polimeriza
das por descarga gaseosa.

Otro objeto de la invencién es la provisibén de un
aparato para su empleo en la polimerizacidén en fase de plasg
ma de grandes Areas de material dieléctrico delgado sobre
adecuadas superficies conductoras.

Otro objeto es la provisidén de un método y un apa-~
rato para llevar a cabo dicho método en los gue porciones
selecclonadas de superficies conductoras son cubiertas de
dieléctrico en un procedimiento de polimerizacidén en fase
de plasma, mientras que se dejan sin revestir otras poreig
nes.

Estos objetos, y otros gque resultarédn evidentes -
por la sigulente descripcién y las reivindicaclones, se -
consiguen en la invencidén desplazando continuamente uh.subg
trato dieléctrlco flexible que tenga una banda conductora
sobre su superficie, a través de una atmésfera de vapor mo
némero que se somete a la accidén de una descarga gaseosa -
al tiempo que se aplica un potencial a la banda para cau--
ser la polimerizacibén del vapor ionizado sobre su superfi~
cie. De acuerdo con un aspecto de la invencién, la banda -

conductora es puesta continuamente en contacto por medio -
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de superficies de contacto adecuadamente dispuestas a lo =

largo de su trayectoria de desplazamiento durante el proce
dimiento de polimerizacidn, protegiéndose unsa porcidn de -~
la banda contra la accidn de la descarga polimerizadora a
fin de evitar la formacidn de una pelicula dieléctrica so-
bre ella. En una versibén preferida de la invencidn, las -
funciones de formacidn de contacto y proteccidén son reali-
zadas simulbtineamente por un electrodo de conbacto provis-
to de una coberbura dieléctrica, que impide el choque de -
una descarga con el electrodo de contacto y protege porcio
nes de la banda conductora en las que no se desea el depo-
sito de una delgada pelicula. De acuerdo con otro aspecto
de la invencidn, el ritmo de produccidn del procedimiento
se acentla empleando una serie de bandas conductoras dis--
puestas paralelamente a la longitud del substrato, siendo
establecido el contacto individualmente con cada banda y =~
protegiéndose cada una de éstas por medio de su propia es-
tructura de contacto. EL conjunto de bandas conductoras pa
ralelas, cada una de ellas provista de un revestimiento de
delgada pelicula dieléctrica, es dotado luego, como median
te metalizacidn, de bandas conductoras individuales, Los -
diversos subcomponentes capacitivos paralelos asi formados
son luego separados entre si para producir unidades capaci
tivas individuales adecuadas pare su transformacidén en ca-
pacitores, lineas de trensmisidn, u obtros componentes “e-
léctricos andlogos. '

Seguidamente se hari referencia a los dibujos, en
los cuales:

La figura 1 es una vista lateral en seccidn trans-

versal dé un aparato para polimerigzar capas paralelas de -
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pelicula dieléctrica sobre un substrato dieléetrico flexi-
ble, en desplazamiento.

La figura 2 es una vista terminal, en seccién trang
versal del aparato de la figura 1.

La figura 3% es una vista en perspectiva y parcial-
mente en seccelidn transversal de una porcidén del aparato de
las figuras 1 y 2, mostrando un mayor detalle.

La figura 3a es una vista en perspectiva de una -
poreidn terminal de un electrodo de conbacto protegido, =~
Gtil en el aparato de las figuras 1, 2 y 3.

La figura 4 es una representacién esquemética del
conjunto del equipo de tratamiento.

La figura 5 es una vista en seccidén transversal de
un substrato dieléctrico de espesor exagerado, provisto de
bandas conductoras y listo para su uso en el aparsto de -
las figuras 1 y 2.

La figura 6 es una vista en seccidn transversal -
del substrato dieléctrico de la figura 5 después de la po~
limerizacidén en fase vapor en el aparato de la figura 1.

La figura 7 es una vista en seccidn transversal -
@&l substrato de la figura 5 después de la polimerizacibén y
metalizacidn,

Ia figura 8 es una vista en seccidn transversal de
una simple configuracidn de subcomponente capacitivo produ
cida de acuerdo con las ensefianzas de esta invencidn.

La figura 9 es una vista de un capacitor parcial-—-
mente enroliado gue emples el subcomponente de la figura 7.

La figura 10 es una visbta en perspectiva de un caw
pacitor completado de acuerdo con las ensefianzas de la in-

venceidn; y
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La figura 1l ilustra una forma variante de subcompo)
nente capacitivo producido de acuerdo con las ensefianzas -
de la invencidn.

Con referencia ahora a las figuras 1 y 2, un apara
to Wtil para la producclén de subcomponentes capacitivos -
de acuerdo con las ensefianzas de la invencidn estd provis-—
to de una clmara de vacio 2 que tiene una puerta desmonta-
ble 4 hermética al vacio, en un exbremo, a través de la -
cual pueds transportarse el conjunto polimerizados & sobre |
ruedas 8 que se deslizan sobre vias 10. La cémara 2 esté -
provista en su extremo cerrado de una tuberia de expulsidn
12 para su conexidn, como se muestra en la figura 4, a un
equipo de evacuacidn capaz de producir un vacio dentro de
la cémara de lO"'4 mm de mercurio o superior. También se da
acceso al espacio situado dentro de la cimara de vacio 2 -
por medio de la tuberia 16 de suministro de monémero, a -~
través de la cual puede aplicarse mondmero vaporoso o ga--
seoso a polimerizar. También se provee por medio de un cie
rre hermético por compresidn eléctricamente aislado 18, si
tuado en la pared de la cémara 2, un medio para in’c:coducir'
el conductor eléctrico 20 destinado a suministrar energia
eléctrica para la descarga de polimerizacidn.

Como anteriormente se indica, el aparato de polime
rizacidén continua 6 esté adaptado para su insercién y reti
rada de la cédmara de vacio 2 por medio de la placa bisica
desplazable 22 que sostiene al aparato de polimerizacidn -
6. La placa basica 22 esté provista en uno y otro extremo
de montantes 24 y 26 que sostienen a los carretes de sumi-
nistro y recogida de substrato 28 y 30, respectivamente. -

Apoyados también en los montantes 24 y 26, se encuentran -
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los rodillos locos 32, 34, 36, 38, 40 y 42, que sirven de

gulas para invertir la direccidn de desplazamiento del mbg
trato 43 a su paso entre sucesivos electrodos de- descarga.
Gentralmente dispuestos entre los monbtantes 24 y 26 soste~
nidos sobre los rodillos 44 en las vias transversales 46 -
situadas sobre la placa bhsica 22, se encuentran los sopor
tes verticales 48 y 49, que reciben a los electrodos hori-
zontales 50, 52, 54 y 56. Como se verd mejor en la figura

2, las porciones verticales de los soportes 48 y 49 estén

situadas a un lado de la trayectoria seguida por el subs--
trato dieléctrico en su recorrido alternativo entre los rg
dillos locos. Los electrodos 50, 52, 54 y 56 estén proyec—
tados en los espacios existentes entre las trayectorias se
guidas por el substrato durante su paso entre los rodillos
locos 32-42 y sirven para proporcionar superficies susten-
tadoras de descarga y, por medio de las muescas longitudi-
nales escopleadas 68, como medlo para situar a los sopor--
tes 70 y 72 de los electrodos de contacto dieléctrico. La

relacidén de estos elementos y lammmnera en que cooperan du-
rante el funcionamiento del apérato, pueden comprenderse -
con referencia a las figuras 3 y 3a.

Los soportes 70 y 72 de los electrodos se constru-
yen convenientemente del material dieléctrico comocido por
"Teflon" (politetrafluoroetileno) y son de una configura—-
cién rectangular alargada, presentando unas porciones pro-
yectadas 73 a manera de espigas (figura %a) chaveteadas pa
ra ajustarse en las indentaciones 68 a manera de cajas, de
las superficies opuestas de los electrodos 50, 52, B4 y -
56. Unos soportes de electrodos emparejados 70 y 72 se pro

yectan hacia el interior desde superficlies adyacentes opueg
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tas de los electrodos 50, 52, 54 & 56, segln el caso, para
abarcar al substrato dieléetrico 43 desde ldlos opuestos. -
Las barras de contacto alargadas 74 estén rebajadas en ca-
da soporte de electrodo, presentando cadas barra 74 una su-
perficie al ras de la superficie de su soporte que abarca
al substrato. Ia fipura 3%z muestra la manera en que todas
menos una de las guperficies de la barra de conbacto indi-
vidual estén rodeadas por el material dieléctrico de su so
porte, de manera que, cuando se forma contacto con el subs
trato, la barra de contacto queda eficazmente protegida -
contra la accidn del mondmero.

La conexidn eléptrica entre las barras de contacto
74 y el conductor 20 de entrada eléctrica se efectlla median
te conductores 75 de conexidn de contactores individuales
de manera bien conocida en el arte. Cada conductor 75 de -
conexidn de los contactores estéd provisto de un revesti- -
miento aislante 77 y las. junbtas (no mostradas) con el con-
ductor 20 estén envuelbas con material aislante a fin de -
evitar el choque de descargas gaseosas con porciones ex- -
puestas de aquéllas. Los conductores aislados 75 se ajus—-
tan estrechamente a través de la pared del cuerpo 70 de =
sustentacidén del dieléctrico, de manera que se impida la -
produccidn de trayectorias sutentadoraé de descargas.

La figura 4 muestra la menera en que se conecta la
cémara de vacfo 2 al equipo auxiliar necesario para la ope
racidén de polimerizacidén continua. Una bomba de vacio 47 -

se conecta al conducto de expulsidén 12 de la cimara de va~-

cio 2 a través de la vdlvula 5la y se suministra gas o va—-—

por mondmerc a bravés de la valvula 51 desde el recipiente

55. Cuando se emplea tetrafluoroetileno por ejemplo, el re
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cipiente 55 puede contener al polimero y puede calentarse
para desalojar mondmero veporoso. La energla eléetrica pa=-
ra la polimerizacién se suministra al sparato mediante los
conductores 20 y 59, energizados por el suministro de ener-
gla 57. En la versidn preferida de la invencién, se emplea
corriente alterna, siendo capaz el suministro de energia -
de unas salidas de hasta 450 voltios y actuéndose sobre co
rrientes de por lo ﬁenos 5 miliamperios por pulgada cuadrg
da de substrato conductor. Se comprenderi que el voltaje —
de funcionamiento requerido es funcidén de la presidn del =-
nondmero dentro de la cémara de polimerizacidén 2 y que me-~
diante una adecuada eleccidén de condiciones, puede efec=— =
tuarse el funcionamiento a voltajes inferiores al especifi
cado anteriormente.

En la figura 5 se muestra una porcién de un substra
to dieléctrico provisto de varias bandas de superficie con
ductora y adecuado para su empleo en el aparato de las fi-
guras 1 y 2. El substrato dieléctrico 43 propiamente dicho
puede ser cualguier material laminar dieléctrico flexible
conveniente, que posea unas caracteristicas de espesor y -
solidez adaptadas para satisfacer los particulares requisi
tos del producto final, EL "Mylar" (tereftalato de polieti
leno) y el "Peflon" (politetrafluoroetileno) son matefié—~
les particularmente adecuados para su empleo en la fabrica
cidén de componentes de elevada calidad. EL Mylar puede uti
lizarse en espesores de hasta sélo 0,00025 pulgada (0,006%
mm,) (el mis delgado comercialmente obtenible) y el Teflon
en espesores de hasta sbélo 0,0005 pulgada (0,0127 mm.). -
Pueden utilizarse peliculas de Teflon mls delgadas, pero -

son algo porosas y muestran tendencla a estirarse, caracte
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ristica indesesble cuando el substrato ha de someterse a -

tensibén, En la versidén preferida de la invencién, ambas su
perficies del substrato dieléctrico 43 estin provistas de
una o mis bandas 76 de material conductor que se extienden
a todo lo largo del substrato, eligiéndose la anchura y es
paciamiento de las bandas individuales de acuerdo con las
exigencias del particular producto final que se fabrigue,
como resultard evidente para los expertos en el arte. En -
la versidn ilustrativa de la invencidén, cuando el uso fi--
nal de los subcomponentes capacitivos es el de capacitores
enrollados, las bandas conductoras 76 pueden hacerse de -
aluminio aplicado mediante depdsito vaporoso en espesores
adecuados para producir resistividades del orden de un oh-
mio por cuadrado. Este procedimiento de revestimiento es -
bien conocido en el arte.

Se coloca en el aparato de polimerizacién un rollo
28 de substrato dieléctrico asi provisto de bandas conduc-
toras y se pasa entre los electrodos 52 a 56, deslizéndose
cada banda conductora 76 entre superficies opuestas y ex=—-
puestas de los electrodos de contacto protegidos 74, como
se muestra en la figura 3. Durante la polimerizacién, el -
substrato sé desplaza desde el rollo 28, entre los electro
dos estacionarios, hasta el carrete 30 y el substrato re—-
vestido adopta la forma ilustrada en la figura 6. La ener-
gla motriz necesaria para arrastrar el substrato a través
de los electrodos y enrollarlo sobre el carrete 30 se sumi
nistra por medio del motor 45 (figura 2). EL espesor del -
revestimiento dieléctrico polimerizado por descarga gaseo-—
sa sobre las bandas conductoras 76 del substrato dieléctri

co 43 depende, como se comprenderd del ritmo de desplaza—-—
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miento del substrato a través del polimerizador y del rit-

mo de depdsito de pelicula. Variando la velocidad del mo--
tor 45 y la corriente suministrada a la descarga gaseosa -
por el suministro de energia 57, puede controlarse el fun-
cionamiento del aparatbo para dar el deseado espesor de pe~
licula al miximo ritmo. Pueden producirse peliculas cuyo -
espesor llegue hasta 2 micras y més con unos tiempos de ~
permanencia del substrato de cinco minubtos aproximadamente
en la descarga, cuando se emplean presiones de tetrafluoro
etileno pirolizado de un mm. de mercurio aproximadamente.-
Cuando el aparato funciona de esta manera, la descarga ga—
seosa que biene lugar puede caracterizarse como descarga -
resplandeciente, puesto que existen unas grandes regiones
difusas de ionizacién en los espacios comprendidos entre -
los electrodos estacionarios y la superficie del substrato
conductor,

Con referencia de nuevo a la figura 6, se observa-
r4 que las porciones centrales 79 de las superficies de -
las bandas conductoras 76 se mantienen libres de dieléetri
co 78 polimerizado por descarga gaseosa, como consecuencila
de la proteccibén proporcionada por el efecto combinado del
soporte 70 del electrodo dieléetrico, por ejemplo, ¥y su' -
electrodo asoclado 74, Se comprenderd que las anchuraé ée
las porciones 79 de huecos centrales y sus posiciones res—
pecto a los bordes de las bandas conductoras 76, pueden va
riarse a volunbtad del usuario estableciendo unos electro~-
dos estacionarios que btengan los deseados espaciamientos -
en los soportes de los electrodos de contacto, a fin de va
riar la mezcla producto en una operacidén determinada.

Tras el completamiento de la polimerizacidén, el ca
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rrete 30 puede retirarse de la cdmara 2 y dotarse de ban--

das adicionales 80 de material conductor, como se muestra

en la figura 7. Cuando, como en la versién ilustrativa, el
producto polimerizado se destina a utilizarse en capacito-
res, el revestimiento afladido seri preferiblemente de alumi
nio, producido por tratamiento de depdsito vaporoso bien -
conocido, y de un espesor que tenga una resistencia adecua
da para el despeje del capacitor., Como se muestra en la fi
gura 7, se establecen unos huecos 8L entre las bandas con-
ductoras 80 en posiciones correspondientes a los huecos 89
anteriormente establecidos en los revestimienbos polimeri-
zados por descarga gaseosa. Los huecos 8l son algo més an-
chos que los huecos 79, dejando asi unas porciones superfi
ciales marginales de peliculas dieléctricas 78 libres de -
material conductor. De este modo, se evita la creacidn de

vias conductoras a las porciones expuestas de las bandas -
conductoras 76.

Tuego se divide la serie de subconjuntos capaciti~
vos de la figura 7, como mediante ranurado, a lo largo de
las lineas discontinuas verticales mostradas en la figura
7. Los subconjuntos alargados asi producidos pueden cortar
se luego en segmentos mis cortos para producir estructuras
individuales de subconjuntos capacitivos con secciones  ~
transversales tales como se muestra en la figura 8, Como —
se indica en esta figura, un subconjunto capacitivo comple
tado puede comprender una estructura a maners de cinta que
presente unas bandas conductoras paralelas 82 y 84, opues-
tamente establecidas, unidas a superficies opuestas del -
substrato dieléctrico 43, Las bandas conductoras 82 y 84 -

son de aluminio, teniendo unas resistividades del’orden de
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un ohmioc por cuadrado y el substrato 43 es de Mylar laminar |

de 0,00025 pulgada (0,0063 mm.). Las bandas conductoras 82
y 84 se extienden hasta un borde del substrato dieléctrico
47 y estén espaciladas del borde.opuesto dejando unas por--
ciones marginales sin recubrir adyacentes a dicho borde. -
Unas delgadas peliculas de Teflon 86 y 88, polimerizadas =
por descarga gaseosa como se describe anteriormente, se su
perponen & una porcidn mayor de los electrodos metalizados
82 y 84 y se extiendexmarginalmente sobre las porciones no
metalizadas adyacentes del substrato dieléetrico 43, Las =
porciones marginales de las bandas conductoras 82 y 84 se
dejan libres de dieléctrico en delgada pelicula en el bor-
de opuesto del substrato dieléctrico 43 para establecer =
unas superficies de contacto eléctrico expuestas en el ca-
pacitor enrollado. Finalmente, el subconjunto capacitivo -
incluye las bandas conductoras externas 90 y 92, que pue--
den ser tambiédn de aluminio de un ohmio por cuadrado y que
se extienden lateralmente desde el borde no metalizado del
substrato dieléctrico 43 sobre las peliculas delgadas 86 y
88, El segundo borde del substrato 43 sirve asi como segun
da base conectora para establecer la conexidén con el capa-
citor enrollado. Se observari que, como las capas conducto
ras 90 y 92 no se extienden en su totalidad a través de -
las capas dieléctricas 86 y 88 en contacto con las capas -
conductoras 82 y 84, se evita la puesta en cortocircuito -
del capacitor.

Las figuras 9 y 10 ilustran como puede enrollarse
el subconjunto capacitivo de la figura 8 y recibir la for-
ma de un capacitor. En la figura 9, las diversas capas de

un subconjunto capacitivo parcialmente enrollado estén se
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paradas entre si para ilustrar la manera en que las diver-

sas capas del subconjunto se unen entre si y cooperan en -
un capacitof terminado. Como se extienden a través del subg
trato .dieléctrico las bandas conductoras y las capas diew-
léctricas en la misma direceidn y en las mismas distancias
los correspondientes miembros de lados opuestos del subcon
junto capacitivo se unen entre si durante el proceso de en
rollado. Asi, las bandas conductoras exbteriores 92 y 90 -
gquedan unidas por sus dorsos, como asimismo las porciones
proyectadas expuestas de las peliculas dieléctricas 86 y -
88 y las bandas conductoras internas 82 y 84 y los capaci-
tores separados a lados opuestos del substrato quedan asi
conectados en paralelo entre si mediante yuxtaposicidn de
los electrodos correspondientes. Cuando el subconjunto ca-
pacltivo ha sido completamente enrollado, las porciones -
terminales planas de los cilindros asi formados pueden pul
verizarse convencionalmente con metal para formar superfi-
cies terminales metalizadas 94 (figura 10) para recibir -
los conductores en espiral soldados 96, ElL revestimiento -
de pulverizacidn metdlica de las superficies terminales 94
sirve asi de enlace mecédnico y eléctrico. EL conjunto capa
citor completado puede envolverse luego de cualquier mane-
ra bien conocida en el arte. Los capacitores asi produci--
dos ‘tienen unas relaciones extremadamente elevadas entre
capacitancia y volfmen, son ficilmente liberados de imper-
fecciones y poseen unas elevadas resistividades y unos ba-~
jos factores de energia.

El método y sparato anteriormente descritos pueden
emplearse ficilmente para proporcionar delgados revesti- -

mientos dieléetricos de espesores hasta ahora desconocidos




10

15

20

25

30

399718

en estructuras distintas a la anteriormente mostrada, como

resultard evidente para los expertos en el arte. Por ejem—
plo, el substrato necesita ser revestido solamente por un
lado, lo que se realiza fécilmente estableciendo una super
fieie conductora a un lado solamente del substrato. Como -
variante, los substratos met4licos pueden revestirse de =
dieléectrico por unoc o ambos lados. En la figura 11 se mues
tra una seccidn de una estructura de capacitor que emplea
substratos mtdlicos.

La seccidén de capacitor de la figura 11, como se -
comprenderd facilmente, representa una seccidén de un capa-
citor provisto de dos tiras conductoras 100 y 102 revesti-
das de dieléctrico. Las tiras 100 y 102 estén revestidas -
por ambos lados y un borde, habiéndose polimerizado el re-
vestimiento mediante descarga gaseosa sobre una lémina sim
ple de substrato metélico. Para esta estructura particular
es conveniente revestir zmbos lados de una anchura doble -
de lémina, dejando sin revestir tiras centrales y cortar -
luego la lamina por la porcidén central sin revestir. A fin
de asegurar la polimerizacidén de un adecuado revestimiento
alslante en los bordes de la lémina de anchura doble, es -
deseable que los electrodos estacionarios del aparato de ~
polimerizacién sean algo mis anchos que la limina a fin de
facilitar el depésito sobre los bordes de aquélla. La 1mi
na solo necesita ser suficientemente gruesa para proporecig
nar la deseada resistencia tensil, y la facilidad de mani-
pulacidén en el aparato de tratamiento. Pueden emplearse, =
por ejemplo, acero inoxidable de 0,00025 pulgada (00,0063
mm,.) de grosor y lémina de aluminio de 0,001 pulgada (0,02%4

mm.) de grosor. Como anteriormente, los revestimientos die
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léctricos 104 y 106 pueden ser de tetrafluoroetileno del -

grosor deseado, polimerizado por descarga gaseosa.

En el montaje del subcomponente capacitivo de la -
figura 11, las tiras revestidas 100 y 102 son desplazadas
lateralmente entre si, a fin de proyectar las porciones -~
marginales cortadas y sin revestir 108 y 110 més allé de -
las porciones superpuestas cublertas de dieléctrico. De esg
te modo se forman superficies convenientes en la unidad en
rollada para su conexidn eléctrica mediante el procedimien
to de unidén de pulverizado metdlico anteriormente descri--
to. Los capacitores enrollados producidos con el uso de 14
minas metdlicas revestilas por ambos lados son preferibles
a los que emplean revestimiento solamente por un lado, -
puesto que se ubilizan dos espesores de dieléctrico entre
electrodos de polaridad desigual y se reducen al minimo =~
las probabilidades de imperfecciones producidas en puntos
coincidentes.

Aunque la invencidn ha sido descrita d&hballadamente
aplicada a la produccidn de tipos especificos de subcompo-
nentes capacibivos Gtiles en capacitores enrollados, resul
tard evidente para los expertos en el arte la posibilidad
de ubtilizarla fécilmente para las léminas conduchtoras re--
vestidas de muchas descripciones que tienen otros muchos =
us08. Resulbari igualmente evidente la posibilidad de em——
plear muchos maberiales distintos a los especificados. Por
ejemplo, los monémeros de muchos polimeros dieléctricos, -
si se suministran al gparato en forma de vapor o gas a una
presidn adecuada para el mantenimiento de una descarga ga-
seosa, pueden ubilizarse en lugar del betrafluoroetileno,

pudiéndose utilizar muchos materiales orglnicos e inorgini
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cos, tales como estireno, fluoruro de boro, etc. Anéloga=—-—

mente, pueden emplearse otros materlales conductores en lu
gar de los especificados, siendo adecuados muchods materia-
les para su uso como substrabtos receptores del revestimien
to. En consecuencia, se pretende que las sigulentes reivin
dicaciones sean interpretadas como indicativas del espiri-
tu de la invencién més bien que como limitadas a las ver--
siones especificas aqui descritas.

En resfmen, la Patente de Introduccidén que se soli
cita, recaerd sobre las siguientes:

~ RETIVINDICACTIONES -

1. Método de formacidn de un revestimiento polime-
rizado, que comprende el avance de sucesivas porciones de
un miembro alargado en un espacio de interaceidén a lo lar-
go de una trayectoria espaciada de un electrodo por una -
distancia determinada, a trmwés de la cual es mantenible -
una descarge resplandeciente gaseosa en una atmésfera de -
un medio gaseoso polimerizable, el establecimiento de una
atmbésfera de dicho medio gaseoso polimerizable para mante-
ner una descarga resplandeciente gaseosa en dicho espacilo
de interaccibn, la iniciacién de una descarga resplande- -
ciente gaseosa en dicho medio en la zona del citado espa=—
cio de interaccidén entre una porcibén delantera del cifa&o
miembro alargado y dicho electrodo, y la continuacidén en -
el avance de sucesivas porciones de dicho miembro alargado
a través de la citada zona del espaclo de interaccidn, -
mientras se mantiene la citada atmbésfera y se controla la
corriente de la referida descarga resplandeciente gaseosa
para formar conbtinuamente un revestimiento sélido de parti

culas polimerizadas de dicho medio a lo largo de las cita-
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das porciones sucesivas del expreado miembro alargado.

2. Método de formacidén de un revestimiento dieléc-
trico polimerizado, que comprende el establecimlento de =
una atmbésfera a baja presidn de un material polimerizable
e ionizable en un espacio de inbteraccidn, el avance de un
miembro alargado por una trayectoria en dicho espacio de -~
interaccibén, la iniciacidén de una descarga resplandeciente
gaseosa en el cibtado espacio de interaccién para formar -
particulas ionizadas del citado material por medio de un =
voltaje aplicado a través de una porcién de dicho espacio
de interaccidn en una direccién determinada para causar el
desplazamiento de particulas ionizadas de dicho material -
hecia el citado miembro alargado en avance, y el manteni-——
niento de la citada atmbésfera mientras se controla la co--
rriente de dicha descarga resplandeciente gaseosa y se -
avanza el cituado miembro alargado, todo ello a un ritmo -
tal que se forme un revestimiento dieléctrico continuo de
elevada resistividad eléctrica y polimerizado del citado -
material a lo largo de dicho miembro alargado.

3, Método de formacidn de un revestimiento dielée-
trico, que comprende el estabhlecimiento y mantenimiento de
una atmésfera a baja presidén de un material polimerizable
e ionizable en un espacio de interaccidn, el desplazamien-
to de un conductor laminar y alargado de mamera gque porcio
nes sucesivas longitudinalmente extendidas del mismo, avan
cen a lo largo de una tfayectoria en dicho espacio de in--
teraceidn separadas de un electrodo, la aplicacién de un -
voltaje entre el citado electrodo y dichas porciones del -
conductor en movimiento mencionado para iniciar y mantener

una descarga resplandeciente gaseosa en el citado espacio
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de interaccidén entre dicho electrodo y las cibadas porcio-
nes en movimiento del referido conductor y formar asf{ un -
medio ionizado de particulas de dicho material, y la conti
nuacidn del avance del citado conductor a lo largo de di--
cha trayectoria mientras se controla la corriente de la =~
descargs resplandeciente gaseosa a un ritmo que proporcio-
ne el depdsito de un revestimiento dleléctrico continuo so
bre dicho conductor formado por la polimerizacién de las -
citadas particulas de materisl sobre el mismo.

4, Método de formacidén de un revestimiento dieléc-
trico de un polimero, que comprende el esbtablecimiento de
una atmésfera de maberial polimerizable e lonizable susten
tadora de una descarga resplandeciente gaseosa en un edpa-
cio de interaccibn, el desplazamiento de un miembro lami=-
nar alargado provisto de una superficie conductora, de ma-
nera que porciones sucesivas y longitudinalmente extendi--
das de dicha superficie conductora avancen a lo largo de -
una trayectoria espaciada de un electrodo, la aplicacibén -
de un voltaje entre el citado electrodo y dicha superficie
conductora para iniciar una descarga resplandeciente gaseo
sa en el citado espacio de interaccidén, la continuacién -~
del avance de dicho miembro laminar mientras se controla -
la corriente de descarga resplandeciente gaseosa y se-dbn-
fina tal corriente en porciones preseleccionadas de la re-
ferida superficie conductora, de manera que se deposite un
revestimiento dieléectrico continuo de un polimero formado
por dicha atmésfera sobre las citadas porclones preselec——
cionadas de la citada superficie conductora.

5. Método de formacidn de revestimlentos dieléctri

cos de un polimero, que comprende el establecimiento de -




10

15

20

25

30

_un substrato dieléctrico alargado con una serie de bandas

- 20 -

322718

uns atmésfera a baja presidn de un material polimerizable

e ionizable en un espacio de interaccién, la formacién de

conductoras espaciadas extendidas longitudinalmente a lo ~
largo de aquél, el avance de dicho substrato dieléctrico a
lo largo de una trayectoria en dicho espacio de interaccidn)
separada de un electrodo, la aplicacidén de un voltaje en—-
tre el citado electrodo y cada una de dichas bandas conduc
toras y la iniciacidn de una descarga resplandeciente ga--
seosa para ionizar particulas de dicho material polimeriza
ble entre el citado electrodo y porciones en avance sucesi
vo de cada una de tales bandas conductoras, y la continua-
cidn del avance de dicho substrato a lo largo de la citada
trayectoria, mientras se controla la corriente de la cita~
da descarga resplandeciente gaseosa y se manbtiene dicha at
mbésfera para depositar un revestimiento dieléctrico conti-
nuo a lo largo de cada una de las mencionadas bandas con--
ductoras.

6. Método de formacidn de subconjuntos capacitivos
que comprende el establecimiento de una atmésfera de un ma
terial polimerigzable ¢ ionizable, sustenbadora de una des-
carga resplandeciente gaseosa en un espacio de inberaccidn
el avance a lo largo de una trayectoria en dicho‘espaoio -
de interaccién & un substrato dieléctrico laminar alarga--
do, provisto de una serle de bandas conductoras espaciadas
y alargadas, que se extienden longitudinalmente a lo laxrgo
de aquél, pasando sucesivas porciones de dichas bandas con
ductoras en relacidn espaciada con un electrodo, la aplica
cién & un voltaje entre dicho electrodo y cada una de las

citadas bandas conductoras y la iniciacién de una descarga
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resplandeciente gaseosa para ionizar particdas de dicho -

material polimerizable entre el citado electrodo y las -
porciones en sucesivo avance de dichas bandas conductoras,
la continuacidén del avance del citado substrato a lo lar-
go de dicha trayectoria, mientras se controla la corrien-
te de la citada descarga resplandeciente gaseosa y se man
tiene dicha atmbsfera, todo ello a un ritmo tal que se de
posite un revestimiento dieléctrico continuo a lo largo de
cada una de las citadas bandas conductoras, la proteccién
de una porcidn longitudinalmente extendida de cada una de
las citadas bandas conductoras contra dicha descarga res-
plandeciente gaseosa para evitar la formacidn de un reves
timiento sobre ella, y la formacidén de otra banda conduc—
tora en las porciones revestidas de dieléctrico de las -~
bandas conductoras primersmente mencionadas.

7. Método de formacibén de un subconjunto capaciti
vo, que comprende el establecimiento de una atmbésfera de
un matérial polimerizable e ionizable, sustentadora de =
una descarga resplandeciente gaseosa en un espacio de in-
teraccidn, el avance a lo largo de una trayectoria en di-
cho espacio de interaccidén de un substrato dieléetrico la
minar alargado provisto de una serie de bandas conductoras
espaciadas y alargadas, que se extienden longitudinalﬁén-
te a lo largo de aquél, pasando sucesivas porciones de -~
las citadas bandas conductoras en relacibén espaciada reg-
pecto a un electrodo, la aplicacidn de un volbtaje entre -
dicho electrodo y cada una de las citadas bandas conducto
ras y la iniciacidén de una descarga resplandeciente gaseo
sa para ionizar particulas del citado material polimeriza

ble entre el citado electrodo y las sucesivas porciones -




10

18

20

25

30

199718

en avance de dichas bandas conductoras, la continuacién -

del avance de dicho substrato a lo largo de la citada tra-
yectoria, mientras se controla la corriente de la referida
descarga resplandeciente gaseosa y se mantiene dicha atmds
fera, todo ello a un ritmo tal que se deposite un revesti-
miento dieléetrico resistivo continuo a lo largo de cada -
una de dichas bandas conductoras, la proteccidn de una por
cibén central longitudinalmente extendida de cada una de ta
les bandas conductoras contra la citada descarga resplande
ciente gaseosa, para evitar la formacidn de un revestimien
to sobre ella, la formacibén de otra banda conductora sobre
las porciones revestidas de dieléctrico de las bandas con~
ductoras primeramente mencionadas, y la divisidn del subs-
trato asi tratado a lo largo de lineas extendidas por las

porciones no revestidas de las bandas conducboras primera-
mente mencionadas.

8. Aparato para formar un revestimiento polimeriza
do, que comprende medios que forman una cémara de vacio, -
que define un espacio de interaccidn, medios para avanzar
ﬁn miembro alargado en dicha clmara de vacio de manera que
porciones longitudinales extendidas de dicho miembro alar-
gado pasen en sucesidn a lo largo de la citada trayectoria
medios para introducir una atmbésfera de material polimeri-
zeble en el espacio de interaccién de dicha cémara de vaw—- ‘
clo y para mantener la citade atmésfera a presién subatmos
férica, y medlos que incluyen un electrodo extendido a lo
largo de una porcidén del citado espacio de interaccién y
espaciado del mismo, desde dicha trayectoria, para spli--
car un voltaje y controlar la corriente a través de dicha

porcién del citado espacio de interaccién, para causar la
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ra de vacio que define un espacio de interaccidén, medios -

para introducir y mantener una atmbésfera de un material po
limerizable sustentador de una descarga resplandeciente ga
seosa en el referido espacio de inbteraccidn, un suministro
de un substrato dieléctrico que tenga una superficie con--
ductora alargada extendida longitudinalmente a lo largo de
aquél y medios para retirar y avanzar el citado substrato -
dieléctrico a lo largo de una trayectoria en dicho espacio
de interaccidn, de manera que porciones longitudinales de
la citada superficie conductora pasen sucesivamente a lo -
%argo de dicha trayectoria, un primer electrodo alargado -
extendido a lo largo de la citada trayectoria en una posi-
cidn adecuada para su acoplamiento deslizénte con la super
ficle de las citadas porciones sucesivas de dicha superfi-
cie conductora, un segundo electrodo alargado que se ex— -
tiende a lo largo de dicha trayectoria en relacibén frontal
egpaciada y opuesta con las mencionadas porciones sucesi--
vas de dicha superficie conductora mientras estas Gltimas
avanzan a lo largo de la referida trayectoria, medios para
aplicar un voltaje a través de los electrodos primero y se
gundo mencionados y para iniciar y controlar la corriente
en una descarga resplandeciente gaseosa en dicho espacio =
de interaccidn entre las citadas porciones sucesivas de la
referida superficie conductora y el segundo electrodo ménr
cionado, medios para aislar al primer electrodo respecto a
dicha descarga, sirviendo el primer electrodo mencionado -
para aislar y proteger una porcidén de la mencionada super-
ficie conductora contra dicha descarga y evitar asi la for
macién de un revestimiento sobre ella.

11. Apsrato para formar un revestimiento dieléctri
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ionizacidén de particulas del mencionado materisl polimeri-
mble y la iniciacidén de una descarga resplandeciente gaseo
sa sucesivamente a lo largo de las porciones en avance de
dicho miembro alargado.

9, Aparato para formar un revestimiento dieléctri-
co polimerizado, que comprende medios que forman una cima-
ra de vacio que define un espacio de interaccidn, medios -
para introducir y mantener una atmdésfera a baja presidén de
un material polimerizable en dicho espacio de interaccidn,
un suministro de substrato dieléctrico dotado de una super
ficie conductora alargada extendida longitudinalmente a lo
largo de aquel y medios para retirar y avanzar el citado -
substrato dieléetrico a lo largo de una trayectoria en di-
cho espacio de interaccidén, de mamera que porciones longi-
tudinalmente extendidas de la citada superficie conductora
pasen en sucesidn a lo largo de dicha trayectoria, y me- -
dios que incluyen un electrodo extendido a lo largo de la
citada trayectoria y espaciado de la misma, para aplicar -
un voltaje a través de dicho electrodo y de la citada su~-—
perficie conductora y para iniclar y controlar la corrien-

te en una descarga resplandeciente gaseosa en el menciona-

do espacio de interaccidén entre el referido electrodo y su

cesivas porciones de dicha superficie conductora a su'péso
a lo largo de la citada trayectoria, con lo cual se forman
y depositan particulas ionizadas de dicho mabterial sobre -
las mencionadas porciones sucesivas de la referida superfi
cie conductora y se polimerizan sobre ellas para formar un
revestimiento dieléctrico resistivo sélido.

10. Aparato para formar un revestimiento dieléctri

¢co polimerizado, que comprende medios que forman una céma-

)
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co polimerizado, que comprende medios que definen un espa-
cio de interaccidn, medios para introducir y mantener una

atmésfera de un material polimerizable sustentadora de una
descarga resplandeciente gaseosa en dicho espacio de inte-
raccidén, un suministro de substrato dieléctrico provisto -
de una serie de superficles conductoras alargadas y late——
ralmente espaciadas, extendidas longitudinalmente a lo lar
go de aquél y medios para rebirar y avanzar el citado subg
trato dieléctrico a lo largo de una trayectoria en dicho -
espacio de interaccidn, de manera que porciones longitudi-
neles de las citadas superficies conductoras pasen sucesi-
vamente a lo largo de dicha trayectoria, una serie de pri-
meros electrodos alargados, cada uno de ellos extendidos a
lo largo de la citada trayectoria en posicibdn adecuada pa-
ra un acoplamiento deslizante con la superficie de las men
cionadas porciones sucesivas de una de dichas superficies

conductoras, un segundc electrodo alargado extendido a lo

largo de la citada trayectoria en relacién frontal opuesta
y espaciada respecto a las mencilonadas porciones sucesivas
de dichas superficies conductoras mientras estas Oltimas -
avenzan a lo largo de la mencionada trayectoria, medios pa
ra aplicar un voltaje a través de los primeros electrodos

mencionados y del segundo electrodo referido y para iﬁi- -
ciar y controlar la corrienté en una descarga resplande- -
ciente gaseosa en el citado espacio de inbteraccibén entre -
dichas porciones sucesivas de las citadas superficies con-
ductoras y el segundo electrodo referido, medios para ais-
lar los primeros electrodos mencionados respecto a dicha -
descarga, sirviendo cada uno de los primeros electrodos pa

ra aislar y proteger una porcién de la superficie conducto
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ra asociada al mismo contra la referida descarga y evitar
asi la formacidén de un revestimisnto sobre ella.

12. Aparato para formar un revestimiento polimeri-
zado, que comprends medios que definen un espacio de inte-
raccién, medlos para avanzar un miembro alargado por una -
trayectoria en el referido espacio de interaccién, de mang
ra que porciones longltudinalmente exbendidas del citado -
niembro alargado pasen sucesivamente a lo largo de dicha -~
trayectoria, medios para introducir una atmdésfera de mate-
rial polimerizable suhentadora de una descarga resplande--—
ciente gaseosa en el citado espacio de interaccién, un par
de elementos elécbtricamente conductores sustentados en re-
lacidn espaciada en dicho espacio de inbteraccidn, avanzan-
do el citado miembro alargado a través del referido espa-~-
¢cio de interaccidn a lo lérgo de dicha trayectoria adyacen
temente a uno de los citados elementos, medios para contro
lar la corriente entre los referidos elementos y para apli
car una diferencia de potencial sustentadora de una descar
ga resplandeciente gaseosa a tales elementos a fin de man-
tener una descarga resplandeciente gaseosa ionizante en di
cha atmdsfera para las citadas porciones en avance del re-
ferido miembro alargado al objeto de ionizar particulas de
dicho material polimerizable, en virtud de lo cual tales -
particulas ionizadas se depositan y polimerizan sobre las
porcilones en sucesivo avance de dicho miembro alargado.

13, Se reivindica por Gltimo como objeto sobre el
que ha de recaer la Patente de Introducceidén que se solici-

ta: "METODO DE FORMACION DE UN REVESTIMIENTO POLIMERIZADOM!




10

156

20

25

30

- 27- )

322718

Todo conforme queda descrito y reivindicado en la

presente Memoria descriptiva que consta de veintisiete pa-

ginas mecanografiadas y dibujos adjuntos.

Madrid, 7 de Febrero de 1.966

BERNARDO UNGRIA
P<D.

(Fdo. Ju edraza.)
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